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BASIC-ABSTRACT: 



The temperature measurement device comprises a detector (1) for receiving 
the 

heat radiation (3) from a measuring point (2a) of the object under 
examination 

(2). An optical system (4) incorporating a beam-splitter (4a) deflects the 
heat rays onto the detector, while allowing visible light (6) to pass through. 

Integral to the equipment is a direction finder (5) using a laser beam as the 
light source (5a) and incorporating a diffractive optic, ie. a holographic 
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component (5b), with which the light intensity distribution is shown and the 
position and size of the heat source is indicated. The marker system relates 
to a predetermined percentage of the energy of the radiated heat. 

ADVANTAGE - Simple, distance-independent measurement. 

ABSTRACTED-PUB-NO: GB 2317449B 

EQUIVALENT-ABSTRACTS: 

The temperature measurement device comprises a detector (1) for receiving 
the 

heat radiation (3) from a measuring point (2a) of the object under 
examination 

(2). An optical system (4) incorporating a beam-splitter (4a) deflects the 
heat rays onto the detector, while allowing visible light (6) to pass through. 

Integral to the equipment is a direction finder (5) using a laser beam as the 
light source (5a) and incorporating a diffractive optic, ie. a holographic 
component (5b), with which the light intensity distribution is shown and the 
position and size of the heat source is indicated. The marker system relates 
to a predetermined percentage of the energy of the radiated heat. 

ADVANTAGE - Simple, distance-independent measurement. 

US 62903 89B 

The temperature measurement device comprises a detector (1) for receiving 
the 

heat radiation (3) from a measuring point (2a) of the object under 
examination 

(2). An optical system (4) incorporating a beam-splitter (4a) deflects the 
heat rays onto the detector, while allowing visible light (6) to pass through. 

Integral to the equipment is a direction finder (5) using a laser beam as the 
light source (5a) and incorporating a diffractive optic, ie. a holographic 
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component (5b), with which the light intensity distribution is shown and the 
position and size of the heat source is indicated. The marker system relates 
to a predetermined percentage of the energy of the radiated heat. 

ADVANTAGE - Simple, distance-independent measurement. 

US200 10005393 A 

The temperature measurement device comprises a detector (1) for receiving 
the 

heat radiation (3) from a measuring point (2a) of the object under 
examination 

(2). An optical system (4) incorporating a beam-splitter (4a) deflects the 
heat rays onto the detector, while allowing visible light (6) to pass through. 

Integral to the equipment is a direction finder (5) using a laser beam as the 
light source (5a) and incorporating a diffractive optic, ie. a holographic 
component (5b), with which the light intensity distribution is shown and the 
position and size of the heat source is indicated. The marker system relates 
to a predetermined percentage of the energy of the radiated heat. 

ADVANTAGE - Simple, distance-independent measurement. 

US20020061048A 

The temperature measurement device comprises a detector (1) for receiving 
the 

heat radiation (3) from a measuring point (2a) of the object under 
examination 

(2). An optical system (4) incorporating a beam-splitter (4a) deflects the 
heat rays onto the detector, while allowing visible light (6) to pass through. 

Integral to the equipment is a direction finder (5) using a laser beam as the 
light source (5a) and incorporating a diffractive optic, ie. a holographic 
component (5b), with which the light intensity distribution is shown and the 
position and size of the heat source is indicated. The marker system relates 
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to a predetermined percentage of the energy of the radiated heat. 
ADVANTAGE - Simple, distance-independent measurement. 
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Beschreibung strahlen zur Charakterisierung eines nahfokussierten 

optiscfaen Systems. 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung zur Tempera- Alle bekannten Visiereinrichtungen sind entweder 
turmessung entsprechend dm OberbegrifF des Anspru- nur fur eine bestimmte Mefientf ernung brauchbar oder 
chesl. 5 erfordera einen rebtiv hohen Justageaufwand und sind „ 

Derartige, aus der Praxis bekannte Vorrichtungen zur oftmals sehr teuer. 
berOhrungslosen Temperaturmessung enthalten einen Der Erfindung liegt daher die Aufgabe zugrunde, die 
Detektor zum Empfang einer von einem Mefifleck auf Vorrichtung zur Temperaturmessung gemafl dem 
einem MeBobjekt ausgehenden Warmestrahlung, ein Oberbegriff des Anspruches 1 dahingehend weiterzu- 
optisches System zur Abbildung der vom MeBfleck aus- io entwickeln, dafl eine einfache, entfernungsunabhfingige 
gehenden Warmestrahlung auf den Detektor sowie eine Kennzeichnung der Lage und GrdBe des Mefifleckes 
Visiereinrichtung zur Kennzeichnung der Lage und erm6giicht wird 

GrdBe des MeBflecks auf dem MeBobjekt mittels sicht- Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch das 
barem Licht Mit dem Detektor steht ferner eine weiter- kennzeichenende Merkmal des Anspruches 1 gelds t, in 
verarbeitende Bn richt ung in Verbindung, die das De- 15 dem die Visiereinrichtung eine diffraktive Optik zur Er- 
tektorsignal in eine Temperaturanzeige umrechnet zeugung einer Iichtintensitatsverteilung aufweist, mit 

Das optische System wird dabei so ausges tahet, daB der die Lage und GrdBe des MeBflecks auf dem Mefiob- 
in einer bestimmten MeBentf ernung zu einem groBen jekt sichtbar gemacht werden kann. 
Teil nur Warmestrahlung von einer bestimmten Flfiche Eine diffraktive Optik ist ein optisches Element, des- 
des MeBobjekts, nflmlich dem sog. Mefifleck, auf den 20 sen Funktion hauptsachlich auf der Beugung von Licht- 
Detektor fokussiert wird. In den meisten Fallen wird die wellen beruh t Zur Erzeugung der Beugung sind in dem 
GrdBe des Mefifleckes durch die Flache definiert, aus optischen Element transversale Mikrostrukturen vorge- 
der 90% der auf den Detektor fokussierten W&rme- sehen, die beispielsweise aus einem Oberflachenprofil 
strahlen treffen. Es sind jedoch auch AnwendungsfaJle oder einem Brechungsindexprofil bestehen kdnnen. Dif- 
bekannt, bei denen man sich auf Werte zwischen 50% 25 fraknve optische Elemente mit einem Oberflachenprofil 
und 100% bezieht sind auch als sog. holografische Elemente bekannt Die 

Der Verlauf der Abhangigkeh der GrdBe des MeB- Oberflfichenmuster werden beispielsweise durch Be- 
fleckes von der MeBentf ernung hangt von der Gestal- lichtung von Fotoresist-Schichten und anschlieBendem 
tung des optischen Systems ab. Man unterscheidet Atzen hergestellt Ein solches Oberflachenprofil liBt 
grunds&tzlich zwischen Fernfokussierung und Nahfo- 30 sich auch durch Galvanisieren in einen Prage-Druck- 
kussierung. Bei der Fernfokussierung bOdet das opti- stock umwandeln, mit dem in erwarmte Plastikf oHen das 
sche System den Detektor ins Unendhche und bei der Hologramm-Profil Qbertragen und vervielfahigt wer- 
Nahfokussierung auf die Fokusebene ab. Im Falle der den kann. Somit lassen sich preiswert aus einem Holo- 
Fernf okussierung hat man es mit einem linear mit der gramm-Druckstock viele holografische Elemente her- 
MeBentf ernung wachsenden Mefifleck zu tun, bei der 35 stellen. 

Nahfokussierung wird der Mefifleck sich zunachst mit Das Muster der diffraktiven Optik entsteht durch In- 
der MeBentf ernung verkleinern und nach der Fokus- terferenz einer Gegenstandswefle mit einer Referenz- 
ebene wieder vergrdBern, falls die freie Apertur der welle. Verwendet man beispielsweise als Gegenstands- 
Optik grdBer ist als der Mefifleck in der Fokusebene. Ist welle eine Kugetwelle und als Ref erenzwelle eine ebene 
der Mefifleck in der Fokusebene grdBer als die freie 40 Welle, entsteht eine Intensitatsverteuung in der Bildebe- 
Apertur des optischen Systems, vergrdfiert sich der ne, die sich aus einem Punkt in der Mitte (a Ordnung), 
Mefifleck mit der MeBentf ernung auch vor der Fokus- einem ersten intensiven Kreis (erster Ordnung) und wei- 
ebene. Nur der Anstieg der MeBfleckgrdfie ist vor der teren weniger intensiven Kreisen grdBerer Durchmes- 
Fokusebenegeringeralsdanach. ser (hdhere Ordnungen) zusammensetzt Durch Aus- 

In der Vergangenheit wurden verschiedene Versuche 45 blenden der O-ten und der hdheren Ordnungen liBt sich 
gemacht, die Lage und GrdBe des an sich unsichtbaren ein einzelner Kreis herausfiltem Durch andere Gegen- 
MeBfleckes durch Beleuchtung sichtbar zu machen. Ge- standswellen lftfi t sich eine Vielzahl anderer Intensitats- 
mSB der JP-A-47-22521 werden eine Vielzahl von Strah- verteHungen herstellen, die nachfolgend anhand emiger 
len, die von mehreren Lichtquellen stammen, oder durch Ausfu^rungsbeispiele niher erldutert werden* 
Reflexion aus einer Lichtquelle gewonnen werden, ent- 50 Oblicherwetse liegen etwa 80% der von der Licht- 
lang den Randstrahlen eines fernfokussierten optischen quelle ausgehenden Energie in den von der diffraktiven 
Systems auf das MeBobjekt gerichtet Auf diese Weise Optik erzeugten Mustera Die restliche Energie wird 
kann die GrdBe und Lage des MeBflecks fQr ein fernfo- innerhalb und auBerhalb des Mefifleckes verteilt 
kussiertes System durch eine ringfdrmige Anordnung Die erzeugte lichtmtenshatsverteilung kann bei- 
von beleuchteten Punkten urn den Mefifleck herum 55 spielsweise durch eine kreisringfdrmige, den Mefifleck 
sichtbar gemacht werden. US-A-5368392 beschreibt dnschlieBende, oder eine kreuzfdrmige Markierung ge- 
verschiedene Methoden zum Ummalen von Mefiflecken bildet werden. 

durch Laserstrahlen. Dazu gehdrt die mechanische Ab- Eine derartige Vorrichtung ist zudem preiswert her- 
lenkung von einem oder mehreren Laserstrahlen sowie stellbar und erfordert lediglich einen geringen Justage- 
die Aufspaltung eines Laserstrahls durch einen Strahl- eo aufwand. 

teiler oder eine Faseroptik in mehrere Einzelstrahlen, Wehere Ausgestaltung der Erfindung sind Gegen- 
die den Mefifleck umgeben. stand der UnteransprQche und werden im folgenden 

Aus der Praxis ist ferner ein Visiersystem bekannt, anhand der Beschreibung einiger Ausnlhrungsbeispiele 
das zwei Laserstrahlen zur Beschreibung der Mefifleck- und der Zeichnung naher erllutert 
grdBe benutzt Dieses System benutzt zwei divergieren- 65 In der Zeichnung zeigen: 

de vom Rand des optischen Systems ausgehende Strah- Fig- 1 eine schematische Darstellung einer erfin- 
len zur Qiarakterisierung eines fernfokussierten Sy- dungsgemafien Vorrichtung zur Temperaturmessung 
stems und zwei sich im Fdkuspunkt kreuz ende Laser- gemafi einem ersten Ausfuhrungsbeisniel; 
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Fig. 2a bis 2g schematische Darsteflungen verschie- flecks die richtige GrdBe fflr die gewOnschte MeBgenau- 

dener LkAtintensitatsverteUungen zur Kennzeichnung igkeit aufweist, ist das optische Element 5c vorgesehen, 

der Lage und GrdBe des MeBflecks, das auf das optische System 4 abgestimmt ist 

Fig. 3 eine schematische Darstellung einer erfin- Die Fig. 2a bis 2g zeigen Lichtintensitatsverteilungen, 

dungsgemaBen Vorrichtung zur Temperatunnessung 5 wie sie auf dem MeBobjekt 2 zur Kennzeichnung des 

gemaB einem zweiten Ausfuhrungsbeispiel; MeBflecks 2a hervorgerufen werden kdnnen. Die 

Fig. 4 eine schematische Darstellung einer erfin- Fig. 2a bis 2d zeigen kreisringformige Markierungen, 

dungsgemaBen Vorrichtung zur Temperatunnessung die den MeBfleck 2a im wesentlichen ummalen. Die 

gemaB einem dritten Ausfuhrungsbeispiel; Markierungen kdnnen dabei wie in den Fig. 2a und 2c 

Fig. 5 eine schematische Darstellung einer erfin- 10 als geschlossener Kreisring 3a oder in den Fig. 2b und 

dungsgemaBen Vorrichtung zur Temperatunnessung 2d als unterbrochener Kreisring 3b ausgestaltet sein. 

gemaB einem viertenAusfflhrungsbeispieL Dabei kann es auch zweckmiBig sein, die Mitte des 

Fig. 1 zeigt ein erstes Ausffihrungsbeispiel einer erfin- MeBflecks durch eine weitere, beispielsweise punktfdr- 

dungsgemaBen Vorrichtung zur Temperatunnessung, mige Markierung 3c darzustellen. 

enthaltend is In den Fig. 2e und f sind die Uchtintensitatsverteilun- 

gen als kreuzfdrmige Markierungen 3d bzw. 3e darge- 

a) einen Detektor 1 zum Empfang einer von einem stellt Der Kreuzungspunkt stellt dabei die Mitte und die 
MeBfleck 2a ernes MeBobjektes 2 ausgehenden vier Eckpunkte die HuBeren Begrenzungen des MeB- 
Warmestrahlung 3, flecks 2a dar. 

b) ein optisches System 4 zur AbbiMung der vom 20 Eine sehr zweckmaBige lichtintensitatsverteilung ist 
MeBfleck 2a ausgehenden Warmestrahlung auf den in Fig. 2g in Form von mehreren konzentrischen Krei- 
Detektorl sen 3f, 3g, 3h dargestellt Jeder Kreis stellt dabei einen 

c) so wie eine Visiereinrichtung 5 zur Kennzeich- Bereich des MeBflecks 2a dar, aus dem ein bestimmter 
nung der Lage und GrdBe des MeBflecks 2a auf Prozentsatz der Energie der empfangenen Warme- 
dem MeBobjekt 4 mittels sichtbarem Licht & 25 strahlung stammt So kdnnte beispielsweise der innere 

Kreis 3f fur den Bereich des MeBflecks stehen, aus dem 

Die Visiereinrichtung 5 besteht im wesentlichen aus 90% der Energie stammt, die auf den Detektor trifft 

einer UchtqueUe 5a, einer beispielsweise durch ein holo- Der zweite Ring 3g steht fur einen Energiewert von 

grafeches Element 5b gebildeten diffraknven Optik und 95% und der dritte Ring 3h wflrde einem Energiewert 

einem zusStzlichen brechenden und/oder reflektieren- 30 von 99% entsprechen. Mit Hilfe einer derartigen licht- 

den optischen Element 5c Die lichtquelle 5a sendet intensitatsverteilung kann der Benutzer erkennen, mit 

eine Ref erenzwelle 6a auf das holografische Element 5b, welcher Genauigkeit er Mefiobjekte bestimmter GrdBe 

wobei ein sich kegelfOrmig dffnendes Hologramm 6b messenkann. 

entsteht, das durch das optische Element 5c so umge- In Fig. 3 ist eine weitere erfindungsgemaBe Vorrich- 
fonnt wild, daB es eine Intensitatsverteflung 6c bildet, 35 tung zur Temperatunnessung dargestellt Dabei wurden 
die die Lage und GrOBe des MeBflecks 2a fiber alle fur gleiche Bauteiie dieselben Bezugszeichen verwen- 
MeBentf ernungen beschreibt del Dieses zweite Ausfuhrungsbeispiel unterscheidet 
Als lichtquelle 5a zur Erzeugung der Referenzwelle sidi von ersterem im wesentlichen durch seine Ausge- 
wird zweckmaBigerweise ein Laser verwendet Es ist staltung des optischen Systems 4 und des optischen Ele- 
jedoch auch mdgkch, eine Halbleiter-Leuchtdiode oder 40 mentes 5'c der Visiereinrichtung 5. Das optische Ele- 
eine thermische lichtquelle einzusetzen. Bei Benutzung ment 5'c ist in Fig. 3 als ringf drmige linse ausgebiklet 
einer thermischen Lichtquelle wird zweckmaBigerweise und ist demnach zur Erzeugung einer der lichtintensi- 
ein Filter vorgesehen, urn die chromatischen Fehler zu tatsverteilungen gemaB den Fig. 2a bis 2d ausgelegt Die 
verringera Infrarotlinse 40) ist so angeordnet, daB sie von der ring- 
Das optische System 4 wird durch einen dichroi- 45 fSrmigen linse 5'c umgeben wird. Der Detektor 1 ist 
tischen StrahlteDer 4a und eine Infrarotlinse 4b gebildet dann zwischen holografischem Element 5b und der In- 
Die vom MeBfleck 2a ausgehende Warmestrahlung 3 frarotlinse 4'b vorgesehen. 

gelangt zunachst auf den Strahlteiler 4a der, die Warme- One derartige Anordnung hat den Vorteil daB auf 

strahlung, dh. die Infrarotstrahlung, urn 90° umlenkt einen Strahlteiler verzkhtet werden kann. Man muB 

und der Infrarotlinse 4b zufuhrt 50 jedoch eine etwas kompliziertere Befesngung des De- 

Nachdem der Strahlungsteiler 4a zwangsiaufig im tektors in Kauf nehmen, da hierdurch nicht das sich 

Strahlengang der Visiereinrichtung 5 hegen muB, ist die- kegelfdrmig dffnende Hologramm 6b beeintrachtigt 

ser als dichromatischer Strahlteiler ausgebildet, der fur werden darf. 

die vom MeBfleck 2a ausgehende Warmestrahlung re- In dem in Fig. 4 dargesteilten dritten Ausfflhrungsbei- 

flektierend und fflr das skhtbare Licht der Visiereinridh- 55 spiel wird das Problem der Halterung des Detektors 1 

tung 5 durchlassig ist dadurch umgangen, daB zwischen holografischem Ele- 

Die GrdBe der zu erzeugenden Markierung hlngt im ment 5b und der Anordnung aus ringfdrmiger Linse 5c 

wesentlichen von zwei Parametern ab, namlich der und Infrarotlinse 4'b der Strahlteiler 4'a vorgesehen ist 

MeBentf ernung und der gewflnschten MeBgenauigkeit Die vom MeBfleck 2a ausgehende Warmestrahlung 

Die MeBgenauigkeit ergibt sich aus dem Prozentsatz eo wird somit zundcbst von der Infrarotlinse 4'b auf den 

der vom MeBfleck ausgehenden und auf den Detektor Strahlteiler 4'a fokussdert und dort urn 90° auf den De- 

fokussierten Strahlen. Man kann die Fiache des MeB- tektor t abgelenkt 

flecks beispielsweise dadurch definieren, daB 90% der Wahrend alle bisher beschriebenen Ausfflhrungsbei- 

ausgehenden Strahlung auf den Detektor gelangt Je spiele fernfokussierte Systeme betrafen, wird in Hg. 5 

nach Anwendungsfall kann dieser Prozentsatz jedoch 65 ein Ausfuhrungsbeispiel gezeigt, bei dem der MeBfledc- 

auch verandert werden. verlauf eines nahfokussierten Systems mit Hilfe einer 

Urn sicherzustellea daB in jeder MeBentfernung die diffraktiven Optik skhtbar gemacht werden kann. Die 

erzeugte Markierung zur Kennzeichnung des MeB- MeBebene, d h. das MeBobjekt 2 liegt hier direkt in der 
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Fokusebene des optischen Systems 4. Inder Zeichnung 
sind jeweils zwei das InfrarotstrahlenbQndel begrenzen- 
de Strahlen 3i, 3k dargestellt. Der Strahl 3i veriluft vom 
oberen Rand der Infrarotlinse 4'b zum oberen Rand des 
MeBflecks 2a bzw. vom unteren Rand der Infrarotlinse 5 
4'b zum unteren Rand des MeBflecks. Der Strahl 3k 
verliuft hlngegen zum unteren Rand der Infrarotlinse 
4'b zum oberen Rand es MeBflecks 2a bzw. vom oberen 
Rand der Infrarotlinse 4'b zum unteren Rand des MeB- 
flecks. 10 

Das optische Element 5'c der Visiereinrichtung 5 1st 
so ausgelegt, dafi zwei Intenshatskegd 6d und 6e entste- 
hen, die im wesendichen dem Verlauf der Randstrahlen 
3k und3i folgen. Dabei beschreibt der Intenshfitskegel 
6e die Gidfie des MeBflecks bis zur Fokusebene und der 15 
Intensit&tskegel 6d den divergierenden MeBfleck nach 
der Fokusebene. 

Ein NachteH dieser AusfBhrungsfonn besteht darin, 
daB der Intensit&tskegel 6d innen am Randstrahl 3k ver- 
iluft, w&hrend der Intensititskegel 6e auBen am Rand- 20 
strahl 3i verliuft Durch eine andere Gestaltung des 
brechenden und/oder reflektierenden optischen Ele- 
ments 5'c I&Bt sich dieser Nachteil jedoch beheben. 

Bei dem AusfGhrungsbeispiel gemiB Fig. 5 kdnnte die 
Uchtintensitatsverteilung zweckmaBigerweise durch 25 
zwei kreisfdrmige, konzentrische Markierungen gebil- 
det werden, wobei die eine kreisfdrmige Markierung 
den zwischen dem optischen Element 5'c und der Fo- 
kusebene liegenden MeBfleck und die andere Markie- 
rung den — vom optischen Element aus gesehen — 30 
hinter der Fokusebene liegenden MeBfleck kennzeich- 
net 

PatentansprQche 
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1. Vorrichtung zur Temperaturmessung enthaltend 

a) einen Detektor (1) zum Empfang einer von 
einem MeBfleck (2a) auf einem MeBobjekt (2) 
ausgehenden WSrmestrahlung (3\ 

b) ein optisches System (4) zur Abbildung der 40 
vom MeBfleck ausgehenden W&rmestrahlung 
auf den Detektor (1) 

c) sowie eine Visiereinrichtung (5) zur Kenn- 
zddmung der Lage und GrdBe des MeBflecks 
(2a) auf dem MeBobjekt mittels sichtbarem 45 
Licht(6X 

dadurch gekfrrnizeichpet, daB 

d) die Visiereinrichtung^ eine diffraktiveOp- 
tik (holografisches Element 5b) zur Erzeugung 
einer Uchtintensitatsverteilung aufweist 50 

Z Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Visiereinrichtung (5) ferner we- 
nigstens ein zusfitzliches, brechendes und/oder re- 
flektierendes optisches Element (5c, 5'c) aufweist 
3l Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 55 
zeichnet, daB die diffiraktive Optik durch ein holo- 
grafisches Element (5b) gebildetwird. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine derartige Ausgestaltung der diffraktiven 
Optik, daB die Uchtintensitatsverteilung auf dem 60 
MeBobjekt (2) eine kreisringfftrmige Markierung 
(3a;3b)bildet 

5. Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Lichtintensitatsverteilung durch 
wenigstens zwei kreisfdrmige, konzentrisch zuein- 65 
ander angeordnete Markierungen (3f, 3& 3h) gebil- 
detwird. 

6. Vorrichtung nach Anspruch 4 oder 5, dadurch 
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gek ennzeichne t, daB die Uchtintensitatsverteilung 
zusatzlich eine die Mhte des MeBflecks darstellen- 
de wehere Markierung (3c) aufweist 

7. Vorrichtung nach Anspruch 1, gekennzeichnet 
durch eine derartige Ausgestaltung der diffraktiven 
Optik, dafi die Uchtintensitatsverteilung auf dem 
MeBobjekt (2) eine kreuzfdrmige Markierung (3d, 
3e)bildet 

8. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die kreisringfdrmigen, konzentri- 
schen Markierungen jeweils einen Bereich des 
MeBflecks (2a) kennzeichnen, aus dem ein be- 
stimmter Prozentsatz der Energie der empfange- 
nen Warmestrahlung stammt 

9. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das optische Element (5'c) eine Fo- 
kusebene aufweist, wobei die eine kreisfdrmige 
Markierung den zwischen dem optischen Element 
und der Fokusebene liegenden MeBfleck (2a) und 
die andere Markierung den — vom optischen Ele- 
ment aus gesehen — hinter der Fokusebene liegen- 
den MeBfleck kennzeichne t 

10. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Visiereinrichtung eine Lichtquelle 
(5a), insbesondere einen Laser, zur Bestrahlung der 
diffraktiven Optik (4) aufweist 

1 1. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB im Strahlengang der Visiereinrich- 
tung (5) ein StrahlteQer (4a, 4'a) angeordnet ist, der 
fflr das sichtbare licht (6) durchllssig ist und fur die 
vom MeBobjekt ausgehende Warmestrahlung (3) 
reflektierend wirkt 

12. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das optische Element als Ringlinse 
(5'c) und das optische System (4) als Infrarotlinse 
(4'b) ausgebMet ist, wobei die Ringlinse urn die 
Infrarotlinse angeordnet ist. 

13. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der Strahlteiler (4a) zwischen opti- 
schem Element (5c) und dem MeBobjekt (2) ange- 
ordnet ist 

14. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi der Strahlteiler (4'a) zwischen diffrak- 
tiver Optik (4) und dem zusatzlichen optischen Ele- 
ment (5'c) angeordnet ist 
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